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describe both curves in Figs. 5a and 5b is  ߟ ൌ 1 2⁄  , which is in agreement with the 
theoretical prediction of Refs. [44, 45]. In contrast, the experimental data in [17] can be 



































































































݀஻ி௉ ൌ 200 μ݉ · ඥܧ଴ሺܸ݁ሻ for the initial kinetic energy ܧ଴ at the sample surface. The 
second cross over is in the first intermediate image plane at the entrance of the magnetic 
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Section  Length of section  Time of flight t Delay time Δt
Acceleration in objective lens   3 mm  77 ps 6 ps
Constant potential (0 V)   700 mm  9,600 ps 32 ps
Deceleration in mirror  6 mm  165 ps ‐ 0.56 ps
Overall time    9,840 ps 37 ps
 
Table 1: Time of flight and delay time for an electron pulse with E0 = 100 eV initial kinetic 
energy between sample surface and electron mirror. The delay time is the time difference of 
the electron pulses with initial energy 0 eV and 100 eV.  
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